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(57) Hauptanspruch: Detektoranordnung zur Impulsener-
giemessung von gepulster Rdntgenstrahlung, insbesonde-
re zur Uberwachung der Energieabstrahlung von gepulst
betriebenen EUV-Strahlungsquellen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

— ein geschlossener Behalter (2) mit einer Eintritts6ffnung
(21) fur die zu detektierende Strahlung (1) vorhanden ist,
der mit einem geeigneten Gas (22) zur Absorption der
Strahlung (1) unter definiertem Druck gefiillt ist und eine
dem Absorptionsverhalten des Gases (22) angepasste li-
neare Ausdehnung (23) zumindest in Einfallsrichtung der
Strahlung (1) aufweist, so dass die zu detektierende Strah-
lung (1), bevor diese eine Wand des Behélters (2) erreichen
kann, absorbiert ist, und

— in dem Behalter (2) mindestens ein Drucksensor (3) zur
Messung einer Druckwelle (24), die infolge der durch kurz-
zeitige intensive Strahlungsabsorption eintretenden lokalen
Temperaturanderung erzeugt wird, angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Detektoranord-
nung zur Impulsenergiemessung von gepulster Ront-
genstrahlung, insbesondere zur Uberwachung der
Energieabstrahlung von gepulst betriebenen
EUV-Strahlungsquellen.

[0002] Im Lithographieprozess bei der Halblei-
ter-Herstellung ist die eingestrahlte Strahlungs Dosis
auf den Photolack (den sogenannten Resist) eine kri-
tische GroRRe. Wahrend der Belichtung muss daher
die Ausgangsleistung der Strahlungsquelle sehr ge-
nau bekannt sein und konstant gehalten werden. Ty-
pischerweise werden zur Messung der Ausgangs-
leistung Photodioden verwendet, die jedoch aufgrund
der auftreffenden Strahlung altern und ihre Empfind-
lichkeit verandern. Die Folge ist, dass bei Verwen-
dung solcher Detektoren zum Zwecke einer Impulse-
nergieregelung die EUV-Strahlungsquellen eine
Langzeitdrift der Ausgangsleistung der Lichtquelle zu
verzeichnen ist. Um das zu verhindern, sind regelma-
Rige Referenzmessungen und Neukalibrierungen
bzw. ein Austausch des Detektors notwendig.

[0003] Die wesentliche Ursache dieser nachteiligen
Erscheinung herkdmmlicher Halbleiterdetektoren ist
darin begriindet, dass diese Detektoren selbst hoch-
energetische Strahlung (kurzwellige VUV- bzw.
EUV-Strahlung) absorbieren. Dadurch kommt es zu
elektronischen Veranderungen im lichtempfindlichen
Detektormaterial, die zu Anderungen der Empfind-
lichkeit bzw. der Ansprechfunktion des Detektors flih-
ren, d.h. der Detektor wird degradiert. Ein solcher
Strahlungsempfanger, der nicht langzeitstabil ist und
keine absoluten Messungen ermdglicht, kann zur
Uberwachung der Ausgangsleistung und zur Steue-
rung der Impulsenergie von VUV- und EUV-Strah-
lungsquellen nur dann eingesetzt werden, wenn er
haufig nachkalibriert oder ausgetauscht wird. Dieser
Vorgang ist zeitaufwendig und reduziert die Langzeit-
drift lediglich auf geringere Betrage in kurzen Zeitrau-
men.

[0004] Im Stand der Technik sind weiterhin Detekto-
ren fur ionisierende Strahlung bekannt geworden, die
keine strahlungsempfindlichen Flachen beinhalten.

[0005] Die DE 32 09 436 C2 beschreibt einen grof3-
flachigen Kernstrahlungssensor, der eine bauliche
Einheit aus Zahlkammer fir Alpha-Strahlung und ei-
nem Proportionalzahlrohr fir Beta- und Gam-
ma-Strahlung aufweist, wobei die Alpha-Strahlung in
der vor dem Proportionalzahlrohr liegenden schnel-
len lonisationskammer gezahlt wird. Detektionsprin-
zip ist hierbei eine Gasionisation und ein aufwendi-
ges Elektrodensystem zur Aufnahme der geladenen
Gasteilchen.

[0006] In der DE 198 11 556 A1 ist eine Strahlungs-
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messeinrichtung fir Réntgenstrahlung offenbart, die
ebenfalls auf Gasionisation in einer lonisationskam-
mer basiert. Dabei werden durch die Réntgenstrah-
lung schnelle Elektronen aus einer negativen FIa-
chenelektrode herausgeschlagen, die in einer paral-
lel gegentberliegenden Flache von kleinflachigen
Messfeldelektroden aufgenommen werden. Auch
hierbei zeichnen sich die Elektrodenkonfigurationen,
die zudem auch noch transparent gestaltet werden
sollten, als aufwendig ab.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine neue Moglichkeit zur Impulsenergiemessung
von energiereicher  Rdntgenstrahlung oder
EUV-Strahlung zu finden,

[0008] Die eine genaue Uberwachung der Aus-
gangsleistung Uber die gesamte Lebensdauer der
Strahlungsquelle ohne standige Kalibrierung der
Strahlungsdetektoren gestattet.

[0009] Erfindungsgemal wird die Aufgabe bei einer
Detektoranordnung zur Impulsenergiemessung von
gepulster Réntgenstrahlung, insbesondere zur Uber-
wachung der Energieabstrahlung von gepulst betrie-
benen EUV-Strahlungsquellen, dadurch gel6st, dass
ein geschlossener Behalter mit einer Eintritts6ffnung
fur die zu detektierende Strahlung vorhanden ist, der
mit einem geeigneten Gas zur Absorption der Strah-
lung unter definiertem Druck gefillt ist und eine dem
Absorptionsverhalten des Gases angepasste lineare
Ausdehnung zumindest in Einfallsrichtung der Strah-
lung aufweist, so dass die zu detektierende Strah-
lung, bevor diese eine Wand des Behalters erreichen
kann, absorbiert ist, und in dem Behalter mindestens
ein Drucksensor zur Messung einer Druckwelle, die
infolge der durch kurzzeitige intensive Strahlungsab-
sorption eintretenden lokalen Temperaturanderung
erzeugt wird, angeordnet ist.

[0010] Vorteilhaft wird das im Behalter eingefilite
Gas bezuglich Gasart und Gasdichte so eingestellt,
dass die zu messende Strahlung im Gas nahezu voll-
standig absorbiert wird, d.h. dass das Produkt aus
Absorptionskoeffizient, Gasdichte und Lineardimen-
sion des Gasbehalters sehr viel grofier als Eins ist.

[0011] Zur Gewahrleistung zuverlassiger (vergleich-
barer) Messergebnisse erweist es sich als vorteilhaft,
dass die Detektoranordnung Messeinrichtungen zur
Kontrolle der Gasdichte aufweist. Dazu sind zweck-
maRig ein Temperatursensor und ein zusatzlicher
statischer Drucksensor vorhanden.

[0012] Als Gas im Behalter der Detektoranordnung
wird vorteilhaft ein Gas mit einer Ordnungszahl von Z
> 4 verwendet, das die nachzuweisende Strahlung
gut absorbiert. ZweckmaRig kommen dabei Inertga-
se zum Einsatz, vorzugsweise Edelgase (wie Neon,
Argon, Krypton etc). Sinnvoll kann auch ein Gasge-
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misch aus mehreren Gasen mit Ordnungszahlen Z >
4 eingeflllt werden.

[0013] Als dynamischer Drucksensor fiir die Impuls-
energiemessung der durch die gepulst eintreffende
Strahlung erzeugten Druckwelle werden zweckma-
Rig hinreichend empfindliche akustische Sensoren
eingesetzt. Dabei erweist es sich als glinstig, ein oder
mehrere Kondensatormikrophone eingesetzt. Vor-
zugsweise werden als Drucksensoren fur die Druck-
wellenmessung piezoelektrische Sensoren verwen-
det. Der Drucksensor sollte zweckmaRig so positio-
niert sein, dass dieser von der in die Eintritts6ffnung
des Behalters einfallende Strahlung nicht direkt be-
strahlt wird, um méglichen Degradationseffekten von
vornherein vorzubeugen.

[0014] Zur Stabilisierung der Absorptionseigen-
schaften des Gases ist es weiterhin vorteilhaft, dass
das Gas durch regelmafigen, vorzugsweise kontinu-
ierlichen, Zu- und Abfluss ausgetauscht wird, um
Uber lange Zeitrdaume gleiche Bedingungen bezlg-
lich Gasreinheit und Gasdichte zu gewahrleisten.

[0015] Eine besonders vorteilhafte Lésung ergibt
sich bei der Impulsenergiemessung von gepulsten
EUV-Strahlungsquellen auf Basis einer Gasentla-
dung, da bei dieser Anwendung Xenon sowohl als
Gas fur die Energieabsorption im Behalter als auch
als Arbeitsgas fur die Plasmaerzeugung verwendet
werden kann, wobei der Gasdruck im Behalter der
Detektoranordnung grofer als der in der Entladungs-
kammer der EUV-Strahlungsquelle einzustellen ist.
Dabei ist es zur Vermeidung von Transmissionsver-
lusten vorteilhaft, wenn die Eintrittséffnung des Be-
halters fur die Strahlung direkt Gber einen Anschluss-
flansch mit der Entladungskammer der EUV-Strah-
lungsquelle verbunden ist und eine Eintrittsblenden-
einheit die Eintritts6ffnung derart begrenzt, dass das
Xenon im Behalter der Detektoranordnung differenzi-
ell gepumpt auf einem héheren Partialdruck gegenu-
ber der Entladungskammer gehalten wird und der
Behalter somit gemaR der Erfindung ein quasi-ge-
schlossenes System darstellt.

[0016] Der Grundgedanke der Erfindung besteht
darin, sich von herkémmlichen durch die intensive
Bestrahlung mit energiereicher Réntgenstrahlung re-
lativ stark degradierenden Strahlungsdetektoren zu
I6sen, um eine stéandige Nachkalibrierung zu vermei-
den. Die L6sung gemaR der Erfindung sieht deshalb
eine photoakustische Energiewandlung vor. Dabei
wird die Strahlung in einem Gasvolumen, das standig
Uberwacht und vorzugsweise kontinuierlich erneuert
wird, absorbiert. Dadurch wird die Wechselwirkung
von energiereicher Strahlung mit dem eigentlichen
Detektor vermieden, was zu einer deutlich verlanger-
ten Lebensdauer fiihrt, da dieser nicht degradiert und
das Gas als Vermittler erneuert werden kann.
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[0017] Die Erfindung soll nachstehend anhand von
Ausfuhrungsbeispielen naher erldutert werden. Die
Zeichnungen zeigen:

[0018] Fig. 1: eine schematische Darstellung einer
Detektoranordnung fiir gepulste Réntgenstrahlung,

[0019] Fig. 2: eine vorteilhafte Ausfliihrung einer
Detektoranordnung mit direktem Anschluss an eine
gasentladungsgekoppelte EUV-Strahlungsquelle Die
Detektoranordnung flir gepulste Rdntgenstrahlung
besteht in ihrem Grundaufbau — wie in Fig. 1 darge-
stellt — aus einem geschlossenen Behalter 2, der eine
Eintritts6ffnung 21 flr die zu detektierende Strahlung
1 besitzt, mit einem unter einem bestimmten Druck
gehaltenen, gut absorbierenden Gas 22 gefullt ist
und in Lichteinfallsrichtung eine ausreichende lineare
Ausdehnung 23 aufweist, und einem dynamischen
Drucksensor 3, der die Impulsenergie der gepulst
einfallenden Strahlung 1 in Form von durch Energie-
absorption im Gas 22 erzeugten Druckwellen 24
misst. Die Eintritts6ffnung 21 ist durch ein fir die zu
detektierende Strahlung 1 transparentes Eintritts-
fenster 25 verschlossen. Das Eintrittsfenster 25 be-
steht dabei aus Beryllium, Siliziumnitrid (Si;N,) oder
aus einem Material mit &hnlich hoher Transparenz fur
die Strahlung 1.

[0020] In den Behalter 2 der Detektoranordnung
wird ein Gas mit einer Ordnungszahl von Z > 4 einge-
fullt, das die nachzuweisende Strahlung 1 gut absor-
biert. Hier soll als Gas 22 Argon angenommen wer-
den. Es kénnen aber auch andere Inertgase z.B.
Stickstoff oder weitere Edelgase, wie Neon, Krypton,
Xenon etc., oder Gasgemische eingesetzt werden.
Das Gas 22 im Behalter 2 wird mittels einer Gaszu-
fuhreinrichtung 4 und einem statischen Drucksensor
5 in den Pausen zwischen den Strahlungsimpulsen
auf einem konstantem, mittleren Druck gehalten. Der
mittlere Druck bezieht sich dabei auf den durch Wahl
der Gasart und der linearen Ausdehnung 23 des Be-
hélters 2 mittels des Gasdrucks einzustellende Ab-
sorptionslange des Gases 22, die sicherstellt, dass
moglichst keine Strahlung 1 die hintere Wand des Be-
halters 2 erreicht. Damit sollen einerseits unnétige
Erwarmungen des Behalters 2 vermieden und ande-
rerseits die Impulsenergie jedes Strahlungsimpulses
moglichst vollstédndig in eine Druckwelle 24 umge-
setzt werden. Als Vorschrift gilt bei der Einstellung
des mittleren Drucks im Behalter 2, dass das Produkt
aus Gasdichte, Absorptionskoeffizient und linearer
Ausdehnung des Behélters 2 (in Richtung der Ein-
tritts der EUV-Strahlung) sehr viel groRer als eins
sein muss.

[0021] Typische Absorptionskoeffizienten fur die an-
gegebenen Gase liegen im Bereich von 10* bis 10°
cm?/g fir Strahlung von 100 eV Photonenenergie.
Die Absorptionslange — und damit die (mindestens
notwendige) lineare Ausdehnung 23 des Behalters 2
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— betragt dann bei einem typischen Druck von
100-10000 Pa nur wenige Zentimeter, d.h. dass der
Behalter 2 in seinen Abmessungen, insbesondere in
seiner linearen Ausdehnung 23 (in Richtung der ein-
fallenden Strahlung 1), sehr klein gehalten werden
kann.

[0022] Die absorbierte gepulste Strahlung 1 gene-
riert in der Gasphase durch lokale, kurzzeitige Auf-
heizung des Gases (adiabatische Zustandsande-
rung) eine Druckwelle 24, die sich in dem Gasvolu-
men im Behalter 2 allseitig ausbreitet. Diese Druck-
welle 24 wird von einem oder mehreren dynamischen
Drucksensoren 3 in ein elektrisches Signal umge-
setzt, das ein Aquivalent fiir den erzeugten Druckzu-
wachs und damit flr den jeweils gepulst erfolgenden
Energieeintrag darstellt. Als dynamischer Drucksen-
sor 3 werden Kondensatormikrofone 31 oder piezoe-
lektrische Sensoren 32 (nur in Fig. 2 dargestellt) ein-
gesetzt.

[0023] Um Uber lange Betriebszeitraume konstante
Messbedingungen fir die Umsetzung der Impulsen-
ergie der Strahlung 1 in eine Druckwelle 24 zu si-
chern, sind zum Einen ein regelmaRiger Gasaus-
tausch und zum Anderen eine Konstanthaltung der
Temperatur des Gases 22 vorgesehen.

[0024] Zur Realisierung des Gasaustausches dient
die Gaszufuhreinrichtung 4 im Zusammenwirken mit
einer Vakuumpumpe 6, wobei ein statischer Druck-
sensor 5 fur die Regelung der Gaszufuhr und die Auf-
rechterhaltung des erforderlichen mittleren Gasdru-
ckes (statischer Druck ohne Druckwelle 24) sorgt.

[0025] Zur Erhaltung einer gleichbleibenden Tem-
peratur der Detektoranordnung sind ein Temperatur-
sensor 7 und eine Heiz- und Kuhleinrichtung 8 am
Behalter 2 angebracht, um im gesamten Gasvolu-
men des Behalters 2 der auftretenden Warmedissi-
pation, die infolge der mit der Absorption der Strah-
lung 1 einhergehenden kurzzeitigen, lokalen Erwar-
mung erfolgt, entgegenzuwirken bzw. zu Beginn und
in langeren Strahlungspausen eine Gasvorwarmung
zu realisieren.

[0026] Durch die beiden vorgenannten MaRnahmen
herrschen standig (auch Uber lange Zeitrdume) ver-
gleichbare, stabile Messbedingungen fiir eine mittels
des Mikrofons 31 (als dynamischer Drucksensor 3)
realisierte akustische Energiemessung der gepulst
eintreffenden Strahlung 1 vor.

[0027] Fig. 2 zeigt eine zweite Variante der Detekto-
ranordnung, die fir eine EUV-Strahlungsquelle 11
auf Basis einer Gasentladung konzipiert ist.

[0028] Das Gas 22 ist in diesem Fall Xenon, das zu-
gleich auch als Arbeitsgas in der Entladungskammer
12 der EUV-Strahlungsquelle 11 verwendet wird. Da-
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durch kénnen wesentliche Komponenten der Gaszu-
fuhreinrichtung 4 mit der Gasbereitstellung der
EUV-Strahlungsquelle 11 zusammengelegt werden.
Die Gaszufuhreinrichtung 4 ist hier eigentlich als
Hauptkomponente der EUV-Strahlungsquelle 11 vor-
handen und wird durch die vorgeschlagene Detekto-
ranordnung mit benutzt, indem lediglich ein anderer
Gasdruck fur den Behalter 2 erzeugt wird.

[0029] Der Behalter 2 ist — wie in Fig. 2 erkennbar —
direkt an die EUV-Strahlungsquelle 11 angeflanscht.
Die Eintritts6ffnung 21 des Behalters 2 weist im Ge-
gensatz zum ersten Beispiel kein Eintrittsfenster 25
auf, sondern ist ein Anschlussflansch 26 mit einer
Eintrittsblendeneinheit 27, die die Aufrechterhaltung
eines héheren Partialdruckes im Behalter 2 gegen(-
ber dem Druck in der Entladungskammer 12 der
EUV-Strahlungsquelle 11 gestatten. Die Eintrittsblen-
deneinheit 27 enthalt dabei eine oder mehrere Ring-
blenden 28, die die einfallende EUV-Strahlung 13
kaum behindern, aber einen Ausstromwiderstand fur
das als Gas 22 eingesetzte Xenon darstellen. Im Be-
halter 2 wird durch kontinuierlichen Zufluss Uber die
Gaszufuhreinrichtung 4 das Gas 22 erneuert (d.h.
kontinuierlich ausgetauscht) sowie der erzeugte Gas-
druck durch den statischen Drucksensor 5 Uberwacht
und zwischen den Strahlungsimpulsen auf einem
konstanten mittleren Druck, der die oben erwahnte
Absorptionsbedingung erfiillt, gehalten. Da die De-
tektoranordnung in diesem Beispiel mit der Entla-
dungskammer 12 der EUV-Strahlungsquelle 11 prak-
tisch verbunden ist, wird im Behalter 2 das Gas 22
(Xenon) differentiell gepumpt, um den konstanten
mittleren Gasdruck gemal der oben angegebenen
Absorptionsbedingung aufrecht zu erhalten. Zusatz-
lich zu dem Uber den Anschlussflansch 26 begrenz-
ten Abfluss des Gases 22 aus dem Behalter 2, der in-
folge des Druckgradienten zur Entladungskammer
12 zu verzeichnen ist, wird zur Durchfiihrung eines
kontinuierlichen Gasaustausches wie im ersten Bei-
spiel eine Vakuumpumpe 5 eingesetzt.

[0030] Durch die vorstehend genannten MafRnah-
men wird bei verbesserter Eintrittstransmission fir
die EUV-Strahlung 13 innerhalb des Behélters 2 ein
quasigeschlossenes System erhalten, das die Mess-
aufgabe der Uberwachung der Impulsenergie der
EUV-Strahlungsquelle 11 hinreichend genau erfiillt.

[0031] Da die Detektoranordnung ein Impulsener-
gielberwachung der EUV-Strahlungsquelle 11 bei
laufendem Beleuchtungsregime ermdglichen soll,
wird der Anschlussflansch 26 in der Regel nicht im
Hauptstrahlungskegel der EUV-Strahlungsquelle 11
angebracht sein, obwohl dies durch die schemati-
sche Darstellung von Eig. 2 nahegelegt erscheint.

[0032] Zur Erhaltung konstanter Messbedingungen
wird die Temperatur, wie bereits zu Fig. 1 beschrie-
ben, gleichfalls durch einen Temperatursensor 7
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Uberwacht und mittels der Heiz- und Kihleinrichtung
8 konstant gehalten. Alle tbrigen Funktionen und Be-
dingungen erfolgen wie zu Fig. 1 beschrieben.

Bezugszeichenliste

1 Strahlung

1" EUV-Strahlungsquelle
12 Entladungskammer

13 EUV-Strahlung

2 Behalter

21 Eintritts6ffnung

22 Gas

23 lineare Ausdehnung

24 Druckwelle

25 Eintrittsfenster

26  Anschlussflansch

27 Eintrittsblendeneinheit
28 Ringblende

3 dynamischer Drucksensor
31 Kondensatormikrofon

32 piezoelektrischer Sensor
4 Gaszufuhreinrichtung

5 statischer Drucksensor
6 Vakuumpumpe

7 Temperatursensor

8 Heiz- und Kihleinrichtung

Patentanspriiche

1. Detektoranordnung zur Impulsenergiemes-
sung von gepulster Réntgenstrahlung, insbesondere
zur Uberwachung der Energieabstrahlung von ge-
pulst betriebenen EUV-Strahlungsquellen, dadurch
gekennzeichnet, dass
— ein geschlossener Behalter (2) mit einer Eintrittsoff-
nung (21) fur die zu detektierende Strahlung (1) vor-
handen ist, der mit einem geeigneten Gas (22) zur
Absorption der Strahlung (1) unter definiertem Druck
gefillt ist und eine dem Absorptionsverhalten des
Gases (22) angepasste lineare Ausdehnung (23) zu-
mindest in Einfallsrichtung der Strahlung (1) aufweist,
so dass die zu detektierende Strahlung (1), bevor die-
se eine Wand des Behalters (2) erreichen kann, ab-
sorbiert ist, und
—in dem Behalter (2) mindestens ein Drucksensor (3)
zur Messung einer Druckwelle (24), die infolge der
durch kurzzeitige intensive Strahlungsabsorption ein-
tretenden lokalen Temperaturanderung erzeugt wird,
angeordnet ist.

2. Detektoranordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gas (22) im Behalter (2)
bezliglich Gasart und Gasdichte so eingestellt ist,
dass das Produkt aus Absorptionskoeffizient, Gas-
dichte und Lineardimension des Behalters (2) in Ein-
fallsrichtung der Strahlung (1) sehr viel gréRer als
Eins ist, so dass die zu messende Strahlung (1) in-
nerhalb des belichteten Gasvolumens nahezu voll-
standig absorbiert wird.
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3. Detektoranordnung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Behalter (2) Messeinrich-
tungen (5, 7) zur Kontrolle der Gasdichte aufweist.

4. Detektoranordnung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass im Behalter (2) ein statischer
Drucksensor (5) sowie ein Temperatursensor (7) an-
gebracht sind.

5. Detektoranordnung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass als Gas (22) im Behalter (2)
ein Inertgas mit einer Ordnungszahl Z > 4 vorgese-
hen ist, das die zu messende Strahlung (1) gut absor-
biert.

6. Detektoranordnung nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass als Gas (22) ein Edelgas vor-
gesehen ist.

7. Detektoranordnung nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gas (22) ein Gasgemisch
aus Gasen mit Ordnungszahlen Z > 4 ist.

8. Detektoranordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass als dynamischer Drucksensor
(3) fur die Impulsenergiemessung der durch die Ab-
sorption der Strahlung (1) erzeugten Druckwelle (24)
akustische Sensoren vorgesehen sind.

9. Detektoranordnung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass als dynamischer Drucksensor
(3) ein oder mehrere Kondensatormikrofone (31) vor-
handen sind.

10. Detektoranordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass als dynamischer Druck-
sensor (3) ein oder mehrere piezoelektrische Senso-
ren (32) vorhanden sind.

11. Detektoranordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der dynamische Druck-
sensor (3) so positioniert ist, dass dieser von der
Strahlung (1) nicht direkt getroffen wird, vorzugswei-
se lateral zur Richtung der durch die Eintritts6ffnung
(21) eintretenden Strahlung (1) angeordnet ist.

12. Detektoranordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Gaszufuhreinrich-
tung (7) und eine Vakuumpumpe (4) zum regelmafi-
gen Austausch des Gases (22) vorhanden ist, um
Uber langere Zeitraume gleiche Bedingungen bezlg-
lich Gasreinheit und Gasdichte zu gewahrleisten.

13. Detektoranordnung nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass bei der Impulsenergie-
messung von EUV-Strahlungsquellen (11) auf Basis
einer Gasentladung sowohl als Gas (22) fir die Ener-
gieabsorption im Behalter (2) als auch als Arbeitsgas
fur die Plasmaerzeugung Xenon vorgesehen ist, wo-
bei der Gasdruck im Behalter (2) groRRer als der in der
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Entladungskammer (12) der EUV-Strahlungsquelle
(11) eingestellt ist.

14. Detektoranordnung nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Eintritts6ffnung (21)
des Behalters (2) fiir die Strahlung (1) direkt Uber ei-
nen Anschlussflansch (26) mit der Entladungskam-
mer (12) der EUV-Strahlungsquelle (11) verbunden
ist und eine Eintrittsblendeneinheit (27) die Eintritts-
offnung (21) derart begrenzt, dass das Xenon im Be-
halter (2) differenziell gepumpt auf einem hdéheren
Partialdruck gegeniiber der Entladungskammer (12)
gehalten wird und der Behalter (2) ein quasi-ge-
schlossenes System darstellt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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